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Procese tehnologice de sudură, 
depunere şi corodare

Seminar

12:00 Corodari uscate adanci in sistemul Deep
Reactive Ion Etching (DRIE), Andrei Avram
12:20 Procese de incapsulare in sistemul Wafer
Bonding, Catalin Balan
12:40 Procese de depunere in sistemul Plasma 
Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD), 
Ciprian Iliescu
13:00 Discutii si concluzii
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